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摘 要

近代，智慧材料當中的壓電材料因具有電學與力學耦合的壓電效應，而壓電材料又具有感測、制動等能力，所以在許多領

域當中被廣泛的應用，尤其在微機電工程這個領域當中使用的範圍更加廣大。高分子材料相較於早期的壓電材料-陶瓷，

其優點有可撓曲、成本低廉與製造簡單；所以近年壓電材料的開發方向漸漸偏向於高分子材料，其中COC材料具有低透水

性、高透光度等優點，PVDF材料則具有較佳的靈敏度。 本論文研究把環烴烯聚合物COC(Cyclic Oefin Copolymer)與聚偏

二氟乙烯PVDF(Polyvinylidene Fluorid)這二種材料分別製成COC與PVDF試片，先利用網印方式製成上電極與下電極，再利

用高壓電場對COC與PVDF試片做極化，使試片具有壓電特性。然後把COC與PVDF試片製成雙層與多層薄膜，並使用儀

器量測薄膜的壓電特性，且進一步針對結果討論是否能獲得可利於應用之參考結果。

關鍵詞 : 壓電材料、極化
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